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La reproductibilité des propriétés des revêtements déposés par projection par plasma d’arc 

dépend pour une grande part de la stabilité de la torche plasma. La stabilité du plasma est 

influencée par le déplacement du pied d’arc sur des échelles de temps très courtes de l’ordre 

de quelques µs mais aussi par des processus d’érosion de tuyère intervenant sur des temps 

caractéristiques de l’ordre de l’heure [1,2]. Le défi majeur est d’obtenir le plasma le plus 

stable possible mais avec un minimum d’érosion. Les torches à anode segmentée permettent 

de réduire l’amplitude relative du déplacement de l’arc puisque celui-ci est confiné 

électriquement ce qui néanmoins localise la charge thermique de pied d’arc et peut aboutir à 

une érosion importante. La répartition de cette charge peut être maitrisée par application d’un 

champ magnétique extérieur conduisant à déplacer de manière contrôlée l’arc dans la tuyère 

[3].  

Dans ce contexte, ce papier présente la modélisation de la torche SinplexPro
TM

 de Oerlikon 

Metco. Un modèle MHD, 3-D et transitoire, de la torche est développé afin de prédire 

l’influence du champ magnétique extérieur sur la stabilité du plasma et sur le flux de chaleur 

transmis à l’anode. Le modèle couple la phase plasma avec les électrodes afin de suivre 

l’évolution de la température de l’anode. La distribution du champ magnétique auto-induit par 

l’arc électrique est aussi calculée comme le montre par exemple la figure 1. 

 

 

 
Figure 1: Distribution du champ magnétique azimutal auto-induit par l’arc électrique entre 

la cathode pointe (à gauche) et la tuyère cylindrique (à droite). 
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